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Partie 3-16: Examens et mesures —
Rayon de la face terminale des ferrules polies sphériquement

AVANT-PROPOS

1) La |[Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatio lisation
conlposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités Ratiogad . CEl a
pou i Ans les
doni Normes
intef 'Jles au
publi E a des
conji er. Les
org , pafticipent
éga e de Normalisatio (1S80),

seld

2) Les|décisi ici uestig echnigues représentent, dans la mesure
du i i Stut < és Comités nationaux de la CEl
intéf

3) Les icati < S ions |ntemat|ona|es et sont agréées
com i i la CEI
s'agsure de I'exactitude du contenu technique d icati la CEIl ne peut pas étre tenue resppnsable

de I|éventuelle mauvaise utilisati i S i o it€ par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I'€ a s nationaux de la CEI s'engagent, dans foute la
medure possible, a appliqua Publications de la CEl dans leurs publ|cations
natipnales et régionalgs® : ® e toutes Publications de la CEIl et toutes publcations
natipnales ou régionales corxgSRON i étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La [CEIl n’a prg de\marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité po i & s sonformes a une de ses Publications.

6) Touk

7) Aucune responsa@bilité i i ée a la CEl,

les utilisateur oght en possession de la derniére édition de cette publication.

a ses administrateurs employés auxilialres ou

marjdataires, Comités
natipnaux K b j it autre
do mage de c es frais
de jus | ou de
toute autre Publication (

8) L'atfention est-atlirée\sur &fé i ité ication. L'utilisati cations
réfé icati iaati

9) L’atfention gest attiré i i 81¢é & icati nt faire
I'objet{.de droits de proprlete mtellectuelle ou de dr0|ts analogues La CEI ne sauralt etre tende pour

La Norme internationale CEl 61300-3-16 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette deuxiéme édition de la CElI 61300-3-16 annule et remplace la premiére édition publiée
en 1995. Elle constitue une révision technique.

Cette version bilingue, publiée en 2004-01, correspond a la version anglaise.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES

AND PASSIVE COMPONENTS -

BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-16: Examinations and measurements —
Endface radius of spherically polished ferrules

FOREWORD

1) The|International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organlzatlo hprising
all |national electrotechnical committees (IEC National romote
intefnational co-operation on all questions concerning standardlzat|on in t e~elestrical ang eIe ro iglds. To
this|end and in addition to other activities, s ications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications ide ¢ j: “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committg€s; a inferested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wo d non-
governmental organizations liaising with the IEC also particip closely
withl the International Organization for Standardization (ISO ned by
agregement between the two organizations.

2) The|formal decisions or agreements of IEC op technical(matte ational
conpensus of opinion on the relevant supfe rom all
intefested IEC National Committees

3) IEC| Publications have the form of recommensdatio lational
Committees in that sense. While all reasonable effori d of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be onsigleNfor the way in which they are used or for any
mis|nterpretation by any end . %@

4) In qrder to promote inter ationa i EC n ommittees undertake to apply IEC Publ|cations
transparently to the m q e\dn their mational and regional publications. Any divgrgence
between any IEC Publicati atioptal or regional publication shall be clearly indi¢ated in
the |atter.

5) IEC| provides ng § approval and cannot be rendered responsible for any
equ|lpment declare IEC Publication

6) All gisers should en ¢St edition of this publication

7) No [iability shall a@ttac directors, employees, servants or agents including individual expgrts and
merpbers of iis d’IEC National Committees for any personal injury, property darhage or
othgr damage of\a 8 whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe¢s) and
expgenses akising ouw{xof-the publi€ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attgntio pmative references cited in this publication. Use of the referenced publicdtions is
indispensab t application of this publication.

9) Attgntion is~drawn\t e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the supject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights

Intern b optic

mterconnectmg dewces and passive components of IEC technlcal committee 86: F|bre optics.

This second edition of IEC 61300-3-16 cancels and replaces the first edition published in

1995.

It constitutes a technical revision.

This bilingual version, published in 2004-01, corresponds to the English version.
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Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 86B/1746/FDIS et 86B/1772/RVD.

Le rapport de vote 86B/1772/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61300 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesures

- P4
- Ps
- P4

Le co

A cett
c re
« su
e re
e a

La ver

rtie 1: Généralités et lignes directrices
rtie 2: Essais

rtie 3: Examens et mesures

mité a décidé que le contenu de cette publication ne
b date, la publication sera

onduite;
bprimée;
placée par une édition révisée, ou
endée.

2007.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/1746/FDIS 86B/1772/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 6[1300 consists of the following parts, under the general title Fibre gpticNpterconn
devicgs and passive components — Basic test and measurement proced

— Part 1: General and guidance

— Part 2: Tests

— P3rt 3: Examinations and measurements

The gommittee has decided that the contents of thi mMain unch
until 2007. At this date, the publication will be

* regonfirmed,;

* withdrawn;

. cmTIaced by a revised edition, or

« anjended.

The Ffench version of this standard has no

ecting

anged
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -
Partie 3-16: Examens et mesures —
Rayon de la face terminale des ferrules polies sphériquement
1 Dpmaine dapplication
La presente partie de la CEIl 61300 décrit une procédure pour mesupé h face
termiiale d’une ferrule polie sphériquement et d'une ferrule a errule
angulaire polie sphériquement.
2 Rgférences normatives
Les documents de référence suivants sont mdlspnsab S i résent
document. Pour les références datées, seule Iedlt on 2rlences
non datées, la derniére édition du document de ntuels
amenglements).
Aucune.
3 Description génér
Le rayon R de la face ferminaleNde la fe defini comme le rayon de la courburg de la
portion de la face terminale~qii_est\bombée\pourte contact physique. On suppose que lp face
terminale est sphéxique, bien gulen pratigque la face terminale est souvent asphérique (yoir la
Figurg 1).
/ R

Figure 1 — Rayon de courbure de la face terminale

Trois méthodes sont décrites dans la présente norme pour la mesure du rayon de courbure:

a) mé

b) mé

c) mé

thode 1: analyser la face terminale avec un analyseur de surface bidimensionnel,;

thode 2: analyser la face terminale avec un analyseur de surface bidimensionnel de
type interférométrie;

thode 3:  analyser la face terminale avec un analyseur de surface tridimensionnel de

type interférométrie .

(La méthode 3 est une méthode de référence.)
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-16: Examinations and measurements —
Endface radius of spherically polished ferrules

1 Sgope

This gart of IEC 61300 describes a procedure to measure the endface fad a2 Spherically

polished ferrule and angled ferrule or an angled spherically polished fe

2 Nprmative references

The following referenced documents are indispensable

ment.

For dated references, only the edition cited applies. 2 ces, the latest gdition

of the|referenced document (including any amendme
None.

3 General description

The fgrrule endface radius R is defined
which|is domed for physical cqntact.
practi¢e the endface ispoften\aspherical

S R
>

IEC 2657/02

urvature of the portion of the endface
at the endface is spherical, altho

Ligh in

Figure 1 — Radius of curvature of the endface

Three methods are described in this standard for measuring the radius of curvature:

a) method 1: analyzing the endface with a two-dimensional surface analyzer;

b) method 2: analyzing the endface with a two-dimensional interferometry type surface

analyzer;

c) method 3: analyzing the endface with a three dimensional interferometry type surface

analyzer.

(Method 3 is a reference method.)
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4 Appareillage

4.1 Méthode 1 — Analyse de surface bidimensionnelle

L'appareillage illustré en Figure 2 comporte un support de ferrule adapté, un étage de
positionnement et un analyseur de surface bidimensionnel.

4.1.1 Support de ferrule

C’est un dispositif adapté pour maintenir la ferrule dans une position verticale fixe ou inclinée,

' .
dans le-cas-d'un f\]/pn de ferrule Qnglllnlrn

4.1.2 Etage de positionnement

Le support de ferrule est fixé a I'étage de positionnement, qui doit
dépla¢é pour atteindre la position appropriée. L’étage de positi
rigidit¢ suffisante pour permettre de mesurer précisément la fa

Mouvement de gauche a droit
- /(\ Srjficateur de
< ( \

Sonde

Support de ferrule

Unité de traitements
de données de profil

AN

N Mouvement Moniteur
d’avant-arriere
Q R > ﬂ

Etage de positionnement

IEC 2654/02

Figure 2 — Appareillage pour I’analyse de surface bidimensionnelle

41.3 Analyseur de surface bidimensionnel

L'analyseur de surface bidimensionnel doit posséder la capacité de mesurer le rayon de
courbure avec une précision supérieure a +0,1 mm. L'analyseur doit comporter un vérificateur
de surface, une unité de traitements de données de profil et un moniteur.

Le vérificateur de surface doit étre équipé d'une sonde de type en forme de coin. Le
déplacement de la sonde doit étre perpendiculaire a I'axe de la ferrule.
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4 Apparatus

4.1 Method 1 — Two-dimensional surface analysis

The apparatus shown in Figure 2 consists of a suitable ferrule holder, a positioning stage and
a two-dimensional surface analyzer.

411 Ferrule holder

This is a suitable device to hold the ferrule in a fixed vertical position, or tilted in the case of
an anglnr{ farrule f\]/pn

4.1.2 Positioning stage

The fgrrule holder is fixed to the positioning stage, which shall enakle
to the|appropriate position. The stage shall have sufficient rigidi
to be measured accurately.

pilometer

Profile data
processing unit

Probe

Ferrule holder

AN

T 7

~

\
S
N

N Moving from Monitor
Q K front to rear

- 4

Positioning stage

IEC 2654/02

Figure 2 — Apparatus for two-dimensional surface analysis

4.1.3 Two-dimensional surface analyzer

The two-dimensional surface analyzer shall have an ability to measure the radius of curvature
with an accuracy better than +0,1 mm. The analyzer shall consist of a profilometer, a profile
data processing unit and a monitor.

The profilometer shall be equipped with a wedge-shaped type probe. The motion of the probe
shall be perpendicular to the ferrule axis.
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L'unité de traitement de données de profil doit étre capable de traiter les données de profil de
maniére a mesurer le rayon de courbure: l'unité calcule un cercle idéal adapté a la face
terminale de la ferrule sphérique a partir des données de profil mesurées, et calcule une
donnée convertie a partir des données de profil mesurées en extrayant les données de cercle
idéales.

Le moniteur doit afficher les profils mesurés et calculés.

4.2 Méthode 2 — Analyse de surface bidimensionnelle par systéme d'interférométrie

Un appareillage est illustré a la Figure 3. L'appareillage comporte un support de ferrule
adapté, un étage de positionnement et un analyseur bidimensionnel d’interfé

4.2.1 Support de ferrule

C’est un dispositif adapté pour maintenir la ferrule dans une positio clinée

dans le cas d'un type de ferrule angulaire).

4.2.2 Etage de positionnement

Le support de ferrule est fixé a I'étage de positionnemient, quida aplacer le
supp%t pour atteindre la position appropriée. L’ét i nt doit posséde¢r une
rigidit

4.2.3

L'analyseur bidimensionnel d’interférométri } ité on de
courblire avec une précision supérieure a . ' i ité de
microgcope a source luplinsuse 3 y , ité i nnées

d'image et un moniteur,

L'unit¢ de microscop
vidéo |pour env"

['unité|de traiteme

icroscope a interférences équipé d'une caméra
de la surface de la ferrule a la carte vidéo de

L'unit image doit étre capable de traiter une rangée (ou un
couvrir une bande étroite) de lI'image vidéo passant a tfavers

un digmeétre ge fib i cule les paramétres caractéristiques (fréquence et phagse) de

la coyrbé Wintensité interférences lumineuses de la rangée analysée en ajustant les
données acquisgs s fonction théorique. Le rayon de courbure est évalué a paftir du
déphasage de s d'interférences dans la zone de la ferrule. Il faut que le systéme soit

capable de reconnaitre les déphasages de 2n .

Le mqnit€ur doit afficher la courbe d'intensité de lumiére, les fonctions d'ajustement [et les
résultats de mesure.
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The profile data processing unit shall be able to process the profile data so as to measure the
radius of curvature: the unit calculates an ideal circle fitted to the spherical ferrule endface
from the measured profile data, and calculates a converted data from the measured profile
data by extracting the ideal circle data.

The monitor shall display the measured and the calculated profiles.

4.2 Method 2 - Two-dimensional surface analysis by interferometry system

An apparatus is shown in Figure 3. The apparatus consists of a suitable ferrule holder, a
positioning stage and a two-dimensional interferometry analyzer.

4.21 Ferrule holder

This i$ a suitable device to hold the ferrule in a fixed vertical position ase of
an angled ferrule type).

4.2.2 Positioning stage

The fgrrule holder is fixed to the positioning stage, whi der to

the appropriate position. The stage shall have suffig dface
to be measured accurately.

4.2.3 Two-dimensional interferonjet

The two-dimensional interferometry analx ability to measure the radius of
curvafure with an accuracy better than +0 \ valyzer shall consist of a micrgscope
unit wjth a monochromatic light source\an > cessing unit and a monitor.

The nlicroscope unit shall ce \erference ‘microscope equipped with a video ceamera

to send the interference\
processing unit.

The image data progéssing™s S DWS to
cover |a narrow str t ulates
the chiaracteristic\pa rve of
the apalyzed i jus of
curvature is & 6. The

systerm mu

The monitor .sha
results.

Il disglay the light intensity curve, the fitting functions and the measurgment
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Analyseur bidimensionnel d’interférométrie

Unité de microscope

Microscope a
interférences

Unité de traitement
des données d’'image
avec une carte vidéo

~J7—— Objectif

N

\ / Moniteu
\ / Face terminale

+ de la ferrule \/
Support de ferrule / . Ferrule
| \\\\)

IEC 2659/02

systéme d'interférométrie



https://iecnorm.com/api/?name=1916230a67b42f77f7abb5e4217c6742

61300-3-16 © IEC:2003 -15 -

Two-dimensional interferometry analyzer

Microscope unit

Interference
microscope

Image data
processing unit
with video board

~J7—— Objective

N

\ / Monitor

\/ Ferrule endface

Ferrule holder | —:_\< Ferrule \Y
' A

%

IEC 2659/02

(s

Figure 3 — App sional surface analysis by interferometry sysfem
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4.3 Méthode 3 — Analyse de surface tridimensionnelle par systéme d'interférométrie

L'appareillage illustré a la Figure 4 comporte un support de ferrule adapté, un étage de
positionnement et un analyseur tridimensionnel d’interférométrie.

Analyseur tridimensionnel d’interférométrie

Unité de microscope

Microscope a
interférences

Unité de traitemgént
des données

surface/\ Q
Actionneur
| T \x s
—J——— Objectif

/ Onl

\ / Face terminale
\/ de la ferrule
Support de / Ferrule A
ferrule Q )\>
> \_/

iR

>

e.positionnement IEC 2660/02

-n

gure 4= areillage pour I'analyse de surface tridimensionnelle par systénie
d'interférométrie

4.3.1 Support de ferrule

C’est un dispositif adapté pour maintenir la ferrule dans une position verticale fixe ou inclinée,
dans le cas d'un type de ferrule angulaire.

4.3.2 Etage de positionnement

Le support de ferrule est fixé a I'étage de positionnement, qui doit étre capable de déplacer le
support pour atteindre la position appropriée. L'étage doit avoir une rigidité suffisante pour
mesurer la face terminale de la ferrule.
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4.3 Method 3 — Three-dimensional surface analysis by interferometry system

The apparatus shown in Figure 4 consists of a suitable ferrule holder, a positioning stage and
a three-dimensional interferometry analyzer.

Three-dimensional interferometry analyzer

Microscope unit

Interference

microscope.
L

Surface data

processing/unit Q

Actuator ] x w
Objective <\< \\

\ oni \/
\\/ Ferrule endface <

Ferrule holder

PN

stage IEC 2660/02

Figure 4 — Apparatus for three-dimensional surface analysis by interferometry system

4.3.1 Ferrule holder

This is a suitable device to hold the ferrule in a fixed vertical position, or tilted in the case of
an angled ferrule type.

4.3.2 Positioning stage

The ferrule holder is fixed to the positioning stage, which shall be able to move the holder to
the appropriate position. The stage shall have enough rigidity so as to measure the ferrule
endface.
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4.3.3 Analyse tridimensionnelle d’interférométrie

L'analyseur tridimensionnel d’interférométrie doit avoir la capacité de mesurer le rayon de
courbure avec une précision supérieure a £ 0,1 mm. L'analyseur doit comporter une unité de
microscope, une unité de traitements de données de surface et un moniteur.

L'unité de microscope doit comporter un microscope a interférences, un actionneur et un
scanner d'images. Le microscope a interférences équipé d'un objectif est disposé de maniére
a ce que son déplacement soit paralléle a I'axe de la ferrule. L’actionneur transporte I'objectif
verticalement. Le scanner d'images convertit les signaux d’interférence des images en
données de position.

L‘uniti de traitement de données de surface doit étre capable de traifer les donneles de
positign de maniére a mesurer le rayon de courbure: l'unité calcule yhg surfac€ sphgrique
idéale| adaptée a la face terminale de la ferrule sphérique a partir dg Lrface
mesu:lées et calcule une donnée de surface convertie a partir<des surface
mesu

Le mo

5 Procédure

5.1 |Régions de mesure

Deux régions doivent étre définies sur voir la

a) Region d’adaptation: la.région d'aapt 3 i : ,let est
Sfinie par une régio i i region
xtraction. La régi act de

b) Reggion d’ex%|io
i Yo)le

ale de

rs de
et d'un rayon de courbure de face terminale de la ferrule
5 mm a 25 mm, les valeurs des diamétres D et E sqnt les
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4.3.3 Three-dimensional interferometry analyzer

The three-dimensional interferometry analyzer shall have an ability to measure the radius of
curvature with an accuracy better than +0,1 mm. The analyzer shall consist of a microscope
unit, a surface data processing unit and a monitor.

The microscope unit shall consist of an interference microscope, an actuator and an image
scanner. The interference microscope equipped with an objective is arranged so that its
motion is parallel to the axis of the ferrule. The actuator transports the objective vertically.
The image scanner converts interference image signals to position data.

ferrulg
the measured surface data by extracting the ideal spherical surface

The monitor shall display the measured and the calculated threg

5 Procedure

5.1 Measurement region

ace Xof the ment (see Figure 5).

\

Two r¢gions shall be defined on the ferrule end

a) Fitting region: the fitting region is“set o arrule\surface, and defined by a cjrcular

region having a diameter D minus+h 8 e extracting region. The [fitting
region shall be defined in order to (cov zone of the ferrule endface when the
fefrule is mated;

b) Extracting region: th acfi y includes the fibre endface region and the

The two regions sha
fibre diameter a

to 25 mm the valu&s

For connectors with 125 ym nominal
sphierically polished ferrule endface of about|5 mm
d E are as follows:
D F 250 um;
E 140
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@D

OF
Face terminal | Région
ace terminale d’adaptation
de la fibre N P

Région d’extraction

N

‘f7g/4

Ferrule
Ferrule IEC 2661/02
Figure : minale la ferrule et régions de mesure
5.2 Méthode@
5.2.1 | Fixer la ferru 3 of g ferrule de maniere a ce que la portion de la ferrule

la plug proche d 8 S Qit maintenue avec le support. La longueur de la ferrule

5.2.2 | Aj
inférigu

ufin du vérificateur de surface de maniére a placer son|angle
gnt a I'axe de la ferrule.

5.2.3 | Ajusterte~suppprt de ferrule de maniere que le tracé du vérificateur de surface passe a
traverp I'axe)de la ferrule.

5.2.4 Actionner Te vérificateur de surface pour obtenir un fracé qui fraverse Ta surface de la
face terminale, en enregistrant les données de profil sur I'unité de traitement de données de
profil.

5.2.5 Prélever les données de profil de la région d’adaptation a partir des données de profil
mesurées.

5.2.6 Le rayon R est évalué en ajustant un arc de cercle a la région d’adaptation.
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Fitti i
Fibre endface —— \ itting region

Extracting region

EN

V7L/J

Ferrule

IEC 2661/02

5.2 |Method 1@
5.2.1 | Affix the ferruieN S der so that the portion of the ferrule closest to the
endfage is held wj angth of the ferrule contacting the holder shall be at least

twice the diametér of\the

5.2.2 j i i the profilometer so that the bottom edge of the |tip is
perpendiculs i

5.2.3
ferrulg.

holder so that the profilometer trace passes through the axis |of the

5 2 4 Caouse-the nraofilometerto traca-acrose tho siirfaca of tha andfacae recordinathe roflle
an S E—te-pPHoH O 8te o+t 66a 6o 55—+t e-—SUHae8-6++te-6 ScoraHg—+e

data on the profile data processing unit.
5.2.5 Take the profile data of the fitting region from the measured profile data.

5.2.6 The radius R is evaluated by fitting a circle arc to the fitting region.
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D
OF
A B C F G
E-"::_ R2 R1 ‘,«.::::

Figure 6 — Mesures pour le calcul du rayon de S a méthode 1

Une procédure suggérée pour cette & a relation suivante (yoir la

Figurq 6):

ot AQ=CG et BC =
o 9,
%b D Y s =) up '<y>AB‘

<x2>AB - <x>i3

Kx ' y>FG - <x>FG ) <y>FG‘

SO

by

ou

les crochets < > donnent la moyenne des variables incluses sur I'intervalle défini par l'indice
associé;

x est la valeur absolue de la distance a partir du point C;

y est la valeur de I'ordonnée correspondante;

b, et b, sont les valeurs absolues des pentes des segments de droite approximant le profil
dans les zones de 4B et FG en utilisant I'ajustement carré linéaire.
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@D
)2
A B C F G

Ry S

A sug

where

and

where

th rackaote o thao Avaoaraca aftbho ncliudadd arviablalc) avar thao tntaral At fiad th
e / MTUUINU LY 3IVU arne uvuluu\a A" AR EAYERIRAVI AV AV Awvaw | vl IUUI\/\JI A A A} tareiTrrioervar taoirTiiarimreu y e

associated subscript;
x is the absolute value of the distance from the point C;
y is the corresponding ordinate value;

b, and b, are the absolute values of slopes of the straight line segments approximating the
profile in the 4B and FG zones using the linear square fit.
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